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掺)*纳米晶+,-.磁光薄膜研究

黄!平!张怀武!王豪才
!电子科技大学微电子与固体电子学院磁性工程系#四川 成都/0!!#’"

摘要!用热分解法制备的12#34替+,-.磁 光 薄 膜 虽 然 是 纳 米 晶#但 由 于 其 晶 界 分 布 不 均 匀$晶 粒 较 大 且 均 匀 性

差#当用于磁光记录时#晶界将产生较大的噪音%而掺)*的12#34替+,-.磁光薄膜不仅可以降低晶化温度#而且

晶粒明显细化#最大晶粒尺寸从0!!56下降到#!56左右#平均晶粒尺寸下降为(!56左右%并且晶粒的均匀性

明显改善#掺入的)*以)*"7固溶体的形式存在于磁光 薄 膜 表 面#填 补 了 薄 膜 表 面 的 凹 凸 不 平#使 薄 膜 表 面 反 射

率增加#信噪比增大%因此掺)*可使纳米晶12#34替+,-.磁光薄膜的性能大大提高%
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!!由于热分解法制备的12#34替+,-.磁光薄膜

虽为纳米晶#但 从 原 子 力 显 微 镜!3VW"图 片 上 看#
其晶界具有较为开放的结构#原子排列具有随机性#
原子间距较大#原子密度低#既无长程有序#又无短

程有序%当用于磁光记录时#晶界将产生较大的噪

音%为使晶界分布均匀#需减小晶粒尺寸#提高晶粒

的均匀性%当晶粒尺寸远小于记录波长时#晶界使

磁畴变形可略去#记录信噪比大大提高%在薄膜的

制作过程中加入一定量的)*#则通过实验得到’掺

)* 薄 膜 的 最 佳 晶 化 温 度 由 /#!X 降 低 为

/(!X)0"(*#晶粒 明 显 细 化 且 晶 粒 的 均 匀 性 明 显 改

善#平均晶 粒 尺 寸 下 降 到(!56左 右%与 此 同 时#
由于)*"7固溶体的存在#薄膜表面平整度增加#因

此表面反射率增加%由 于 信 噪 比 由;!"< 决 定#;增

加#!< 变化不大#因此信噪比增大%磁光薄膜的性能

得到大大改善%

0!实验原理和方法

!!采用热分解方法制备12#34替+,-.磁光薄膜

是首先将+,"7( 溶解于硝酸中#然后将+,#34#12#

VJ的硝酸盐溶于有机溶剂中#将配好的溶液用旋覆
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的方法涂于微晶玻璃基片上!经加热烘烤"热分解"
晶化过程!制得+,-.磁光薄膜!其制备机理为
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!!如在薄膜的制作过程中加入一定量的)*!加入

)*的含量为

@#AIP%]$̂ %’)*()’#12+,$(#VJ34$#70"(&_0!!
则得到掺)*的12!34替+,-.磁光薄膜*

"!实验结果和讨论

!!采用自制的 ‘[F%--3型克 尔 回 线 测 试 仪 对 磁

光效应进行测试!并用日本精工的原子力显微镜观

察了掺)*和 不 掺)*的12!34替+,-.磁 光 薄 膜

的3VW图像如图0所示*
从图0可 以 看 出!材 料 都 已 结 晶!而 掺)*的 材

图0 掺)*前#A$后#*$的磁光薄膜的3VW图像
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料存在固溶体杂质相)*"7*且掺)*后!纳米晶的

晶粒明显细化!最大晶粒 尺 寸 由0!!56下 降 为#!
56!平均晶粒尺寸下降到(!56左右#请注意以上

’图中坐标 刻 度 的 不 同$*同 时 在 图 片 中 也 可 以 很

明显地看出 固 熔 体 相)*"7!由 于 固 熔 体 相 存 在 于

表面!填补了表面的凹凸*实验发现掺杂后磁光性

能在薄膜表面各点处的均匀性明显改善*

图" 掺)*前#A$后#*$的+,-.材料的磁光性能
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!!从图"可以看出!掺)*以后!由于晶粒尺寸的

减小!磁 光 材 料 的 矫 顽 力 增 加!‘JLL角 变 化 不 大*
由于磁光薄膜的信噪比由;!"< 决定!由于固熔体相

)*"7的存在!薄 膜 表 面 光 洁 度 增 加!反 射 率 增 大!

‘JLL角!< 即使没有变化!信噪比也将增加*
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